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小径工具小径工具を用いたを用いた揺動制御揺動制御ラッピングラッピング
に関する研究に関する研究

大口径大口径大口径大口径シリコンウェーハシリコンウェーハシリコンウェーハシリコンウェーハをををを高精度高精度高精度高精度
にににに研磨研磨研磨研磨するするするする有効有効有効有効なななな方式方式方式方式としてとしてとしてとして，，，，
枚葉枚葉枚葉枚葉ラッピングラッピングラッピングラッピング方式方式方式方式があるがあるがあるがある．．．．
本研究本研究本研究本研究ではではではでは，，，，工具偏摩耗工具偏摩耗工具偏摩耗工具偏摩耗のののの影響影響影響影響をををを
無視無視無視無視できるできるできるできるレベルレベルレベルレベルのののの
小さい工具を用いて研磨する方式
についてについてについてについて検討検討検討検討をををを行行行行っているっているっているっている．．．．

大口径大口径大口径大口径シリコンウェーハシリコンウェーハシリコンウェーハシリコンウェーハをををを高精度高精度高精度高精度
にににに研磨研磨研磨研磨するするするする有効有効有効有効なななな方式方式方式方式としてとしてとしてとして，，，，
枚葉枚葉枚葉枚葉ラッピングラッピングラッピングラッピング方式方式方式方式があるがあるがあるがある．．．．
本研究本研究本研究本研究ではではではでは，，，，工具偏摩耗工具偏摩耗工具偏摩耗工具偏摩耗のののの影響影響影響影響をををを
無視無視無視無視できるできるできるできるレベルレベルレベルレベルのののの
小さい工具を用いて研磨する方式
についてについてについてについて検討検討検討検討をををを行行行行っているっているっているっている．．．．
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-150 -100 -50 0 50 100 150
-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

 

 

― 実験値実験値実験値実験値
― 目標形状目標形状目標形状目標形状

研
磨

研
磨

研
磨

研
磨

プ
ロ

フ
ァ

イ
ル

プ
ロ

フ
ァ

イ
ル

プ
ロ

フ
ァ

イ
ル

プ
ロ

フ
ァ

イ
ル

　　 　　
µµ µµ
m

工作物半径工作物半径工作物半径工作物半径　　　　mm

小径工具の揺動制御
によって工作物を

µµµµmmmm単位単位単位単位でででで研磨研磨研磨研磨できるできるできるできる

小径工具小径工具小径工具小径工具によるによるによるによる揺動制御揺動制御揺動制御揺動制御ラッピングラッピングラッピングラッピング小径工具小径工具小径工具小径工具によるによるによるによる揺動制御揺動制御揺動制御揺動制御ラッピングラッピングラッピングラッピング

研磨研磨研磨研磨モデルモデルモデルモデル（（（（揺動制御揺動制御揺動制御揺動制御ラッピングラッピングラッピングラッピング方式方式方式方式））））研磨研磨研磨研磨モデルモデルモデルモデル研磨研磨研磨研磨モデルモデルモデルモデル（（（（揺動制御揺動制御揺動制御揺動制御ラッピングラッピングラッピングラッピング方式方式方式方式））））（（（（揺動制御揺動制御揺動制御揺動制御ラッピングラッピングラッピングラッピング方式方式方式方式））））
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大口径化大口径化大口径化大口径化大口径化大口径化大口径化大口径化
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ICチップチップチップチップ

理論と実験の整合性が高い

設計・製作した装置

実験装置実験装置実験装置実験装置実験装置実験装置実験装置実験装置実験装置実験装置実験装置実験装置

±±±±0.5µµµµmのののの誤差誤差誤差誤差

工学部工学部 機械工学科機械工学科
振動応用工学振動応用工学
(石川・畝田)研究室研究室

高精度研磨が可能
e=135 e=140

工作物全面研磨

工作物

小径工具

有限要素法解析有限要素法解析有限要素法解析有限要素法解析有限要素法解析有限要素法解析有限要素法解析有限要素法解析
研磨圧力の
変化を解析

圧力分布圧力分布圧力分布圧力分布がががが変化変化変化変化するするするする

制御装置


